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ゼオライトフィルタを用いた
簡易SF 6/N2混合ガス分離圏収装置の実用化検討
Feasibility study of portable SF6/N2 mixture processing equipment 
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Abstract The authors once proposed to use a zeolite filter as portable SFt!N2 mixture processing equipment that condense 
SF6 concentrations of the mixture and stor巴processedgas. Perfonnance test of a prototype filter showed that SF6 
is perfectly adsorbed and th巴巴xhaustedgas from the filter is pure N2 (undetectable level of SF6 by gas 
chromatograph)百leboundary of SF6 adsorbed range has a steep front， indicating an effective operation of the 
filter. SF6 fractions of the sorbate phase (solid phase) has been evaluated from the test result， and it is shown that 
high fraction isは pected，for example 70% corresponding to processed mixture of 5% and 83% corresponding to 
processed mixture of 10%. The process of SF6 release from and renewal of the filter by thermal swing adsorption 
(TSA) has also been inv回 igatedto find a commercially suitable tempe凶 ure.The result indicates thatぬout
1500C issuitable. Referring from these test results， discussions are made about the feasibility of this new concept 
portable SFt!N2 mixture processing equipment 
1 まえがき 現地での SF6ガス回収を目的とした新しい簡易可搬形装置
六弗化イオウガス CSF6)は、送変電機器をはじめ各種
高電圧機器の絶縁媒体として幅広く使用され、機器の小型
化と信頼性の向上に大きく寄与している。この SF6は、大
きな温暖化効果を持つことから [IJ、1997年の地球温暖化
防止京都会議で排出規制の対象物質となった。 SF6を絶縁
媒体としている高電圧機器は密閉構造で、しかも機器廃棄
時のガス回収も管理されているため、 SF6が直接外部に排
出される危険性は少ない。しかし、今後は使用量の削減に
注力してし吋必要がある。この使用量削減策として SF6と
窒素ガス (N2) との混合ガスの利用が注目されている [2J
[31c絶縁性能の低下を極力抑えながら N2で希釈し、 SF6
量を大幅に削減しようとするものである。ところが、混合
ガスは純粋な SF6と異なり、液化による回収が困難で匹、混
合ガス適用の高電圧機器開発、ならびにその実用化の大き
な障壁となっていた。
著者らはこの障壁を取り除くべく、 SFt!1む混合ガスから
SF6を分離・液化して貯蔵する方法について検討してきた
[4J。様々なガス分離法のなかで、ゼオライトと呼ばれる
吸着剤による圧力操作法(PSA:Pressure Swing Adsorption) 
[5 Jを応用した試作装置を製作し、その性能について検討
したものである。著者らはこの試作器による基礎検討から、
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の実現可能性を得た。
本稿は、ゼ、オライトによるガス分離の原理について述べ
るとともに、先に提案した、現地での SF6ガス回収を目的
とする新しい方式の可搬式装置の実用化の可能性につい
て検討したものである。この方式は、 SF6に対するゼオラ
イトの5齢、選択度を利用したもので、容器内にゼオライト
を封入したのみという極めて単純な装置である。また、こ
の装置はガス分離と同時に貯蔵の役割も果たしているひ本
装置はこのように、極めて単純であり、早レ，処理速度が期
待できる。
2. ゼオライトによるガス分離の原理
ゼオライトは臼本語名で「沸石」といい、天然産のもの
と合成のものがある。これはアルカリ土類金属を含む結晶
性の含水アルミノケイ酸塩で、図l、図2に示すような三
次元的網目構造をもっている。結晶構造内には空洞と呼ば
れる孔を持ち、隣り合う空洞は細孔と呼ばれる通路で結ば
れている。普通はこの空洞内に結晶水をもっているが、結
晶を加熱乾燥すると結晶構造を保ったまま結品水が離脱
し、空洞の中に水や他の分子を吸着する能力を持つように
なる。この空洞や細孔の大きさおよび吸着能力は、結晶内
に含有するアルカリまたはアルカリ土類金属を他の金属
に置換することで変化させることができる。現在一般的に
市販されている合成ゼオライトの種類を表1に示す。
このようなゼオライトによるガス分離の機構について
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小分子のみ
細孔を通過
できる。
図1 A型ゼオライト結晶の単位骨格構造
空洞
図2 A型ゼオライトの結晶模式図(結晶の断面図)
表1 市販の代表的合成ゼオライト
名称 細孔径 主要
金属イオン
K-A 3A K+ 
A 型 Na-A 4A Na+ 
Ca-A 5A Ca2+ 
X 型 Na-X 10A Na+ 
Ca-X 8A Ca2+ 
Y 型 10A Na+ 
L 型 8A K+ 
Mordenite 7A Na+ 
Chabazite 5A Na" Ca2+ 
は、 「分子ふるい効果」と「極性効果(極性吸着力の差)J 
を挙げることができる。以下に両機構について概説する。
く分子ふるい効果> 細孔の構造は結晶格子によって
決定されるため、同一種の細孔の大きさ、すなわち、細孔
径は常に一定である。したがって、図 1に示すように、細
孔径より小さなサイズの分子は細孔を通りぬけ空洞に吸
着されるが、細孔径より大きなサイズの分子は細孔を通り
ぬけることができず吸着されることがない。これが分子ふ
るい効果である [7J。著者らの検討により、 N2分子の大き
さは 3.1~4.2Âであるのに対し、 SFG 分子は 5.5~6.1Âで
あることがわかった。細孔径が 4~5入のゼ、オライトを使
用すれば、分子ふるい効果が期待できる。例えば表1に示
す細子L径が5入の Ca-A型と呼ばれるゼ、オライトを使用
すれば、 N2分子のみ吸着し、ガス分離効果が期待できる。
<極性効果(極性吸着力の差)> ゼオライトの吸着点
は空洞内部の陽イオンであり、負イオンまたは分極した分
子を強く吸着する。また近接した分子には分極を誘起して
吸着する向。このように、極性の強し、分子がより強し、引
力を受け優先的に吸着する。すでに分子が吸着している状
態で、より極性の強し、分子が来た場合にはその分子に置換
される。吸着の選択性の1齢、1聞に代表的気体分子を並べる
と次のようになる; H20 > NHa > H2S > S02 > SOF2 > 
C02> SF6 > CF 4> CO > N2 > 02 > Ar > H2 この吸着の
選択性によりガス分離効果が期待できる。 SF6と N2を比
較すると、 SFGがはるかに強く吸着される [710 ここで表
1に示す細孔径が 10Aの Na-X型と呼ばれるゼオライト
を使用すれば、 SFG分子も細孔を通り抜けて選択的に吸着
され、またすでに吸着しているぬ分子に対して置換する
ことにより、ガス分離効果が期待できる。
3. ゼオライトフィルタによるガス分離
混合ガス処理過程の概略を図3に示す。本提案の SF6ガ
ス回収装置は、低濃度SF6混合ガスをゼオライトフィルタ
に流すのみという単純な構成である。混合ガスをゼ、オライ
トフィルタに流すために、入り口のガス圧を大気圧よりも
高くし、出口のガス圧は大気圧と等しくしている。処理す
べき混合ガスの圧力が入り口の設定圧力よりも高い場合
は、圧力調整器を通してバッファタンクに設定ガス圧の処
理ガスを貯蔵した後、このガスをゼ、オライトフィルタに流
す。一方、処理すべき混合ガスの圧力が設定ガス圧より低
い場合には、真空ポンプおよびコンプレッサにより設定ガ
ス圧まで加圧してバッファタンクに貯蔵し、その後ゼオラ
イトフィルタに流す。このようにしてゼオライトフィルタ
には常に一定方向のガス流が確保される。ゼオライトフィ
ルタ入り口の設定圧力は一般に、大気圧よりわずかに高い
圧力でよく、高出力のコンプレッサを必要としない。
ゼオライトフィルタには、N2に比較して SF6を選択的に
吸着するゼオライトを充填する。本研究では、公称細子L径
が10AのNa-X型と呼ばれるゼ、オライトを選択する。
ここではゼオライトによるガス分離の機構として、「極
性効果(極性吸着力の差)Jを応用する。先にも述べたよ
うに、ゼオライトの吸着点は空洞内部の陽イオンであり、
負イオンまたは分極した分子を強く吸着する。また近接し
た分子には分極を誘起して吸着する[旬。分子の種類によ
って分極しやすさが異なり、したがって吸着される程度が
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バッファタンク
真空ポンプ
ゼオライトフィルタ
図3 可搬式 SFrlN2混合ガス処理装置の概略
異なることが知られている。 SF6とN2を比較すると SF6が
はるかに強く吸着される [710この効果は、 N2に対する SF6
の「選択度」で表現される[呂][9]。この選択度の定量的考
察については、後述の吸着ガスの SF6濃度、吸着量、処理
可能力、ス量の項目で詳述する。
ゼオライトフィルタを出るガスは純粋な N2と考えてよ
く、大気中に放出する。しかし、ゼオライトの吸着が進み、
SF6の吸着量が飽和に達すると、ゼオライトフィルタを通
過するガスには SF6が含まれるようになる。このときゼオ
ライトフィルタの出口に設置したSF6ガスセンサが反応し、
ゼオライトフィルタ入り口と出口のガス配管ガスバルブ
を閉じ、このゼオライトフィルタの役割を終える。
4. ゼオライトフィルタによる SF6吸着詰験
ゼオライトフィルタによる SF6の除去特性を確認するた
めに、一定濃度の混合ガスを一定量流し、各部の SF6濃度
の時間的変化を測定する。これにより、ゼオライトフィル
タ内の気相 SF6濃度分布、最終的な液相 SF6濃度、処理可
能ガス量を考察する。
<調査方法〉 ゼオライトフィルタに充填する吸着剤
は、細孔径 10Aの Na-X型ゼオライトで、長さ 550mm、
内径 90mmの円柱容器5本に総量 10kgを充填している。
調査に用いたゼオライトフィルタの外観を図4に示す。
調査方法の概略を図5に示す。 5個の円柱容器を直列に接
続し、一方の端から SF6濃度が5%の混合ガスを、一定
図4 ゼオライトフィルタの外観
SF6/ N2混合ガス ゼオライトフィルタ
図5 ゼオライトフィルタによる SF6分離特性試験構成
流量を保ち連続的に注入する。この状態で各円柱容器の出
口の SF6濃度を定期的に測定する。各円柱容器を区別する
ため、ガスの入り口から順に(a)、(b)、(c)、(d)、(e)と呼ぶ
ことにする。本調査は室温、すなわち約 200Cの温度のもと
で実施している。
<調査結果> 表2に補助吸着塔への5%SF6混合力ス
注入量を 6lit/minとした時の調査結果を示す。また表3に
は、 121it/minとした時の調査結果を示す。図中 trなる記号
は、ガスクロマトグラフで 65ppm未満のごく微量の SF6
が検出されたことを示す。注入量を 12lit/minとした時の
ゼオライトフィルタ入り口のガス圧は約 O.12MPa(abs)で
あっfこ。
く考察> 表2、表3ともに、ゼオライトが活性な聞は
ゼオライトフィルタから流出するガスに SF6は含まれず
(観測されず)、純粋な N2であることを示している。し
たがって、このカスを大気中に放出することには問題がな
く、このフィルタが十分な機能を有していることがわかる。
表2に示すガス流量 61it/minにおいて、容器(巴)の出口で
SF6が観測されるまでの時間は 9.5hである。この時間内で
の混合ガス処理量は、
6x9.5x60=3420 (lit) 
となる。また、吸着された SF6はおおよそ次の値となる。
3420x5/100=171 (lit) 
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表2 補助吸着塔各容器出口の排出ガス SF6濃度
(61it/min) 
時間 各容器出口の SF6濃度 (%) 
(h) (a) (b) (c) (d) (e) 
0.5 。 。 。
1.5 。 。 。
2.0 。 。 。
2.5 0.02 。 。
3.0 3.74 。 。
3.5 4.21 。 。
4.0 4.44 2.17 。 。
5.0 4.82 4.33 。 。
6.0 4.91 4.68 2.99 。 。
7.5 4.80 4.80 4.33 2.09 。
8.5 4.85 4.68 4.59 3.74 。
9.5 4.97 4.91 4.80 4.44 2.41 
表3 補助吸着塔各容器出口の排出ガス SF6濃度
( 121it/min) 
時間 各容器出口の SF6濃度 (%)
(h) (a) (b) ( c) (d) (e) 
0.5 tr 。
1.0 3.69 。
1.5 。 。
2.0 3.42 。 。
2.5 。
3.0 3.33 。
3.5 tr 。
3.75 1.55 。
これらの結果、 10kgのゼオライトにより処理できる 5%
SF6混合ガ、ス量の上限は 34201it といえる。また 10kgのゼ
オライトに吸着される SF6は171litとなる。
一方、表2に示す 12lit/minでは、供試ガスがなくなり
途中で調査を打ち切ったものの、 6lit/minの場合と同様な
結果となることが予想できる。
次に、ゼオライトへの SF6の吸着領域が時間の経過と共
にどのように変化するかを検討する。この変化を目視化す
るために、 SF6濃度の調査結果が豊富な表2に示す結果を
グラフ化する。結果を図 6に示す。実線は容器(a)出口の
SF6濃度変化カーブを他の容器出口の SF6濃度カーブ立ち
上がり測定点に一致するように平行移動させたものであ
る。容器(b)の測定点は、このカーブによく一致しているが、
容器(c)および(d)の測定点はこのカーブからずれている。
すなわち、点線で示すように、 SF6濃度変化が緩やかにな
っている。いずれにせよ、本図から、 SF6を吸着した領域
と未吸着の領域はかなり明確な境界を有することがわか
る。この結果は、ゼオライトフィルタから排気される N2
中に SF6が多少なりとも観測されたときには、殆どの吸着
剤が SF6を吸着しきった状態にあることを意味しており、
吸着剤を効率的に使用する上で極めて好都合と言える。
本稿では具体的な結果を示さないが、SF6濃度 19もの混合
ガスについても同様な調査を実施している (6lit/即日〉。
上述と同様な手法で計算した 1%混合ガス処理量は、ゼオ
ライト 10kgあたり 4575litで、 SF6吸着量は 45.75litとな
る。
5. ゼオライトフィルタへの吸着量に関する考察
ここでは、これまでの調査結果と文献に記載されている
平衡吸着量をもとに、様々な SF6濃度の処理カかスについて、
200C、1気圧のもとで 10kgのゼオライトに吸着される SF6
量、吸着ガスの SF6濃度および処理可能ガス量を考察する。
これらの値は、本可搬式簡易混合ガス処理装置を設計する
うえで重要なパラメータとなる。
2成分混合ガスの吸着において、それぞれの成分の平衡
圧力を Pj，P2とおき、吸着量を Nj，N2とおくと、成分1の選
択度と呼ばれる値Sは次式で与えられ、温度が一定の場合
は定数とみなすことができる [8]。
S = (Nj/Pj)/(NzlP2) (1) 
一定圧力、一定温度のもとで成分1の単独吸着量を N)'"
成分2の単独吸着量を No'とおけば次式が成立する [910
Nj/Nj 十 NzlN2 = 1 (2) 
成分 1(SF6) の単独吸着量は文献 [7Jの結果から、温度
200C、では 10kgの 13Xゼオライトにおいて 360litと推測
できる。また、成分2 (N2) の単独吸着量は文献 [9Jの
結果から 140litと推測できる。すなわち、
Nj' = 360 ， N2 = 140 (3) 
ここで、処理ガスの濃度を x%とおけば、次の式が成立す
る。
Pj =お100，Pj十九=1 (4) 
(3)式、 (4)式で Nj' ， N2' ， Pj， P2が与えられるので、 (1)，(2) 
式に加えてなんらかの条件が与えられれば、残りのすべて
Sの値として 44を得る。すなわち、
S = 44 (6) 
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図6 補助吸着塔各容器出口の排出ガス SF6濃度変化
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5%濃度の混合ガスを処理した場合、吸着ガスの濃度は
70%程度となり 14 倍に、 10%濃度では 83~も、 8.3 倍に濃縮
されることがわかる。また図8によれば、多量の SF6が吸
着され、ゼオライトフィルタをSF6貯蔵タンクとして使用
する可能性を示唆している。
ゼオライトフィルタからのSF6回収と吸着剤の再生
現地での作業は、ゼオライトフィルタに処理ガスを流す
のみである。しかし、最終的にはゼオライトフィルタに吸
着された SF6を脱着/回収し、ゼオライトフィルタを再生
するとともに、回収した混合ガス中の SF6を液化貯蔵する
ことで再利用する必要がある。
ゼオライトフィルタはS日分子を強力に吸着しているた
めに、一度吸着されたSF6を脱着し回収することは容易で
はない。この脱着を比較的短時間に実施する方法として、
吸着剤の温度を上昇する加熱操作法 (TSA)が知られてい
る。ここでは、 SF6の液化貯蔵に関する言及は避け、 TSA
による SF6囲収およびゼオライトフィルタの再生に注目し
実験的検討を推進する。
く試験手順と方法> 様々な温度における SF6の脱着速
度を次の手順で調査する。すなわち、ガラス製のビーカに
新品のゼオライトを入れ、全体をステンレス製の圧力容器
に入れる。ゼオライトが吸着している空気等を除くため数
時間の真空処理後、 SF6を大気圧まで封入しゼオライトに
吸着させ、各種温度の大気雰囲気の下でのゼオライトの重
量変化を測定する。
く試験結果> 図10にゼオライトの重量変化を示す。
縦軸はSF6を吸着した初期の状態の重量を基準とした重量
の減少率 (%)を表し、横軸はゼオライトを恒温槽に入れ
てからの時間 (min)を表す。
<考察〉 図10は、ゼオライトの温度が高くなるに従
い、より速やかに SF6を脱着する様子をよく表している。
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5 
選択度Sの値が与えられれば、様々なxに対してNhN2
の値が計算できる。 200C、1気圧のもとでゼオライトに吸
着される吸着相の SF6濃度、10kgのゼオライトに吸着され
るSF6量、および処理可能ガス量の上限を図7、図8、図
9に示す。
これらの図を見ると、大きな選択度の値によりかなり効
率のよい吸着、貯蔵が可能であることがわかる。たとえば、
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温度が 1500Cの場合を除いて、 60分以内では最終的な王子衡
状態には達していなし、。すなわち、 1500Cでは 30分未満で
脱着が完了しているのに対し、 1200C以下では 60分でも脱
着が完了しないことがわかる。
乾燥剤としてのゼオライトの再生法、すなわち水分の脱
着法として、加熱したパージガス(たとえばN2)を挿入する
加熱再生が知られている。このパージガスの温度は 200~
3000Cが適当とされている[1 0 )。しかし、 SF6の脱着では
上述の結果から 1500C程度で十分と考えられる。ただし、
本研究で扱う SF6は回収が前提であるので、パージガスを
挿入する方法は適切ではない。パージガスの挿入は処理す
べき混合ガスを多量に作り出すことにつながるからであ
る。したがって、加熱真空処理が必要となる。この時、真
空ポンフ。の能力に見合った最適な脱着温度が存在する事
も考えられる。
7. 可轍型簡易 SF6回収装置の諸元検討
本装置の最大の特徴は、装置の単純さにある。晶柊的に
は工場内に持ち込み、回収ガスの液化処理が必要となるも
のの、現地では、処理したいガスをゼオライトフィルタに
通すだけという極めて単純な作業ですむ。したがって、早
い処理速度と、低い電力消費量が期待できる。
ここでは、これまでの調査、検討から得た本提案の新し
いガス処理装置の諸元や性能を、著者らが先に開発した
SF6回収装置試作器 [5)と比較する。
6.1 ガス分離装置としてのゼオライトフィルタ
表4に、ゼオライトフィルタと SF6ガス田収装置試作器
[5]の性能比較を示す。比較は、供給ガス圧を得るための真
空ポンプ、コンプレッサを含まない状態で、 SF6ガス回収
装置試作器の性能は、大気に放出する純粋な N2を得るた
めの補助吸着塔を含まない状態、での値とする。ゼオライト
フィルタのガス分離装置としての性能は、表3のSF6吸着
試験結果から得た値である。ゼオライトフィルタの処理速
度12lit/minは、上限を求めた値で‘はなく確実に処理できる実
績値である。 SF6ガス回収装置試作器の処理量仁限は、液化タ
ンク容量3.4litに保存できる上限を示している。ゼオライト
フィルタの体積は、フィルタ容器とガス配管をすっぽり札納
できる直方体の体積とする。
表4によれば、ゼオライトフィルタの体積カ苦式作器に比べ
て 1/34.5と小さいにもかかわらず、処理量上限を除いて試作
器と同程度もしくは上回る性能を有していることがわかる。
特に低い供給ガス圧、極めてイ晶、残留 SF6濃度か魅力的と思
われる。
処理速度や処理量上限については、本来装置体積を同一に
した状態で‘比較すべきと考える。そこで、ゼオライトフィル
タのガス流路長を変えないで断面積を34.5倍とすることで両
者の体積を同ーとする場合を考える。ただし、ゼオライトフ
表4 SF6ガス分離装置としてのゼオライトフィルタと
SF6ガス回収装置試作器[5]との性能比較
(5 %SF6混合ガスの処理、 200Cでの実験値〉
比較項目 ゼオフイトフィノレタ 試作器
処理速度 121it/min 13 lit/min 
処理量上限 3420 lit 15900 lit 
装置体積 28.5lit 984lit 
供給ガス圧 0.12 MPa 0.30 MPa 
大気放出ガス 00も
0.36 % 
SF6残留濃度 (65 ppm未満)
濃縮ガスの
70 % 600も
SF6濃度
イノレタには、 SF6吸着の際の発熱の問題があり、冷却用の空聞
が必要となることが考えられるが、ここではこの空間を無視
して考察する。
このとき単純に計算すれば、処理速度、処理量上限ともに
34.5倍の4141itおよび118000litとなることが期待できるO
すなわち、同じ装置体積で試作器を大きく上回る処理速度が
得られ、処理量の上限も試作器を凌駕することがわかる。
これまでの議論は、ゼオライトフィルタを現地で使用する
状況を前提としている。実際には、工場にゼオライトフィル
タを持ちかえり、吸着している SF6を脱着して回収し、液化
貯蔵するとともに、ゼオライトフィルタを再生する作業が伴
うことを明記しておく必要がある。ただ、図8の考察から、
5%の混合ガスを処哩した場合でも吸着ガスの濃度は70%程
度であることがわかり、脱着回収後の液化はそれ程困難では
ないと考えられる。
6.2 ガス貯蔵装置としてのゼオライトフィルタ
ゼ、オライトフィルタは最終段階の SF6貯蔵装置で1まない
が、工場での SF6回収までは貯蔵装置として使用する必要
がある。ゼオライトフィルタを SF6貯蔵装置として使用す
る場合、温度変化に伴う内部圧力変化がフィルタ容器設計
上重要な要素となる。図 11に内部圧力の周囲温度依存性
の実験結果を示す。吸着ガスは純粋SF6とした。 2本の曲
線は初期条件が異なる。上方の曲線は、 ooC、O.lMPa(abs)
の下で SF6を吸着した場合、下方の曲線は 180C、
O.lMPa(abs)の下で SF6を吸着した場合の周囲温度変化に
対する内部圧力の変化を示す。上方の曲線で、周囲温度が
o oCから 400Cに上昇すると内部圧力は O.lMPaから
0.46MPaに上昇している。この 0.46MPaをゼオライトフィ
ルタ容器の最大使用圧力とすることを提案する。
表5にて、 SF6ガス貯蔵装置としてのゼオライトフィル
タと一般的に使用されている SF6液化ストーレッジタンク
の諸元を比較する。ストーレッジタンクの貯蔵可能量は、
その容積全てを液化 SF6が充填できるものとする。
液化タンクと比較したゼオライトフィルタは、 SF6貯蔵
密度が低い点が短所となるが、容器の最大使用圧力を小さ
くできる点が大きな長所となる。また、本表には現れてこ
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図11 ゼオライトフィルタ内部圧力の周囲温度依存性
表5 SF6カ、、ス貯蔵装置としてのゼオライトフィルタと
液化ストーレッジタンクとの性能比較
(200Cでの比較、純SF6を吸着させた場合)
比較項目 ゼオフイトフィルタ 液化タンク
タンク内ガス相
0.1 MPa 2.1 MPa のガス圧力
貯蔵密度 0.125 kg!lit 1.37 kダlit
SF61kgを貯蔵
ゼオフイト:4.6kg 
タンク:
するための重量 タンク:4.lkg 0.79kg 
計:8.7kg 
タンク最大
0.46 MPa (abs) 4.0 MPa 使用圧力 (abs) 
ないが、ゼオライトフィルタへの貯蔵は液化装置が不要で、
ある点も現地で使用する場合の大きな長所となる。
8.むすび
ゼオライトによるガス吸着の選択性を SFJN2混合ガス
からの SF6回収/N2排気に応用したゼオライトフィルタ
の簡易試作装置を製作してその動作試験を実施した。そし
て、このガス分離装置としての特性を考察するとともに、
SF6貯蔵装置としての特性も考察した。その結果、次の結
論を得た。
(1) つよい吸着の選択度によ色り、ゼオライトフィルタを
通過したガスは純粋な N2で、残留 SF6をガスクロマトグ
ラフで検出できないレベルとすることが可能であること
を確かめた。
(2)ゼオライトフィルタへの吸着ガス SF6濃度は処理ガ
スからかなり濃縮され、 5%のガスを処理した場合、 70%
となる。このガスを脱着/回収して SF6を液化するのは容
易と考えられる。
(3) TSAを利用した補助吸着塔からの SF6脱着ノ回収
は、 1500C程度の温度が適切と思われる。
(4)ゼオライトフィルタは簡易的な SF6貯蔵タンクとし
ても利用できる。このタンクの特徴は、タンクの最高使用
圧力が 0.46MPa(abs)と低い点にある。
本研究により、ゼオライトフィルタのガス分離装置とし
ての性能およびガス貯蔵タンクとしての性能が確認され
た。本装置は構造が単純で、高い処理ガス圧力を必要とし
ないことから、簡易可搬形混合ガス処理装置として大きな
威力を発揮するものと確信する。
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